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(54) Kontaktanordnung für eine Vakuumkammer

(57) Die Erfindung betrifft eine Kontaktanordnung
für eine Vakuumkammer mit zwei Kontaktstücken, an
deren der Kontaktfläche abgewandten Seite etwa halb-
kreisförmige Feldverstärkungsplatten für ein Axialma-
gnetfeld angebracht sind, die so einander zugeordnet
sind, die in Abstand befindlichen und aufeinanderzuwei-
senden Kanten des einen Feldverstärkungsplattenpaa-
res senkrecht zu den Kanten des anderen verlaufen, zur
Erzeugung eines quadrupoligen Axialmagnetfeldes,
wobei die Feldverstärkungsplatten aus mehreren Plat-
tenelementen zusammengesetzt sind. Die Kanten, der
direkt an dem Kontaktstück anliegenden Plattenele-
mente jedes Feldverstärkungspaares nimmt einen klei-
neren Abstand voneinander ein als die dem Kontakt-
stück entgegengesetzt liegenden.
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